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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成21年7月16日(2009.7.16)

【公表番号】特表2005-528629(P2005-528629A)
【公表日】平成17年9月22日(2005.9.22)
【年通号数】公開・登録公報2005-037
【出願番号】特願2004-510454(P2004-510454)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  27/04     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  37/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｂ   7/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  27/04    　　　Ｚ
   Ｇ０１Ｎ  37/00    １０２　
   Ｇ０１Ｂ   7/18    　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成21年5月22日(2009.5.22)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１種の検体を同定するためのハイブリッドセンサーであって、
　少なくとも１種の検体の存在に対する少なくとも体積応答及びインピーダンス応答を有
する感知材料、
　該感知材料の体積応答及びインピーダンス応答を測定するための、該感知材料と電気的
に及び物理的に接触している少なくとも１個の検出器、及び
　該体積応答と該インピーダンス応答を相関させて少なくとも該少なくとも１種の検体の
同定を決定するための分析器
を含むハイブリッドセンサー。
【請求項２】
　該分析器が、該少なくとも１種の検体の濃度も決定する、請求項１に記載のハイブリッ
ドセンサー。
【請求項３】
　該検出器が、該感知材料のインピーダンスの測定をするための信号分析器を含む、請求
項１に記載のハイブリッドセンサー。
【請求項４】
　該検出器が、該感知材料のインピーダンスを測定するための周波数分析器を含む、請求
項１に記載のハイブリッドセンサー。
【請求項５】
　該周波数分析器が、該感知材料への交流の印加により該インピーダンスを検出する、請
求項４に記載のハイブリッドセンサー。
【請求項６】
　該検出器が、該感知材料の厚さにおける変化に応答して撓む撓み性アームを有する微小
片持ち梁センサーを含む、請求項１に記載のハイブリッドセンサー。
【請求項７】
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　該撓み性アームが、該アームが撓む時に変化する少なくとも１つの測定可能な物理的性
質を含み、そして該検出器が、該少なくとも１つの測定可能な物理的性質における変化を
測定することが更に可能である、請求項６に記載のハイブリッドセンサー。
【請求項８】
　該検出器が、該撓み性アームの該撓みを測定可能な電気信号に変換することが可能な変
換器を含む、請求項６に記載のハイブリッドセンサー。
【請求項９】
　該撓み性アームが、その中及びその上の一方において形成されたピエゾ抵抗部材を含み
、そして該検出器が、該撓みに因る該ピエゾ抵抗部材の抵抗変化を測定することが可能な
電気回路を含む、請求項６に記載のハイブリッドセンサー。
【請求項１０】
　該ピエゾ抵抗部材がチタン酸バリウムを含む、請求項９に記載のハイブリッドセンサー
。
【請求項１１】
　該感知材料が、更なる基板上に配置されている、請求項１に記載のハイブリッドセンサ
ー。
【請求項１２】
　該感知材料が表面上に形成されており、そして該撓み性アームが、該感知材料と物理的
に接触しており且つ静止位置にある時に該表面に本質的に平行に配置される、請求項６に
記載のハイブリッドセンサー。
【請求項１３】
　該感知材料が、該少なくとも１種の検体への暴露にてインピーダンス変化及び体積変化
を受けるポリマーから形成された化学センサーを含む、請求項１に記載のハイブリッドセ
ンサー。
【請求項１４】
　該感知材料が、層状の生体分子又は生体分子を含有する複合物質のどちらか一方から形
成された生物学的センサーを含み、しかも該生物学的センサーは、該少なくとも１種の検
体を吸着しそして該吸着の結果として体積的に及び電気的に変化することが可能である、
請求項１に記載のハイブリッドセンサー。
【請求項１５】
　該生物学的センサーが抗体を含む、請求項１４に記載のハイブリッドセンサー。
【請求項１６】
　該生物学的センサーが、基板上に配置された官能基化ＤＮＡ鎖を含む、請求項１４に記
載のハイブリッドセンサー。
【請求項１７】
　該少なくとも１種の検体が、二本鎖ＤＮＡの相補的ＤＮＡ鎖を含む、請求項１６に記載
のハイブリッドセンサー。
【請求項１８】
　該感知材料が、ポリビニルアセテート（ＰＶＡ）、ポリイソブチレン（ＰＩＢ）、ポリ
エチレンビニルアセテート（ＰＥＶＡ）、ポリ（４－ビニルフェノール）、ポリ（スチレ
ン－コ－アリルアルコール）、ポリ（メチルスチレン）、ポリ（Ｎ－ビニルピロリドン）
、ポリ（スチレン）、ポリ（スルホン）、ポリ（メチルメタクリレート）及びポリ（エチ
レンオキシド）から成る群から選択された少なくとも１種のポリマーマトリックス材料を
含む、請求項１に記載のハイブリッドセンサー。
【請求項１９】
　該感知材料が、酢酸ニッケル、Ｐｄ、Ｐｔ及び過塩素酸リチウムから成る群から選択さ
れた少なくとも１種の検体感受性ドーパントを含む、請求項１に記載のハイブリッドセン
サー。
【請求項２０】
　該感知材料が、表面上に形成された別個の材料付着物を含む、請求項１に記載のハイブ
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リッドセンサー。
【請求項２１】
　該撓み性アームが、その構成成分として窒化ケイ素を含む、請求項６に記載のハイブリ
ッドセンサー。
【請求項２２】
　該少なくとも１種の検体が、気体媒質及び液体媒質の一方内に含められる、請求項１に
記載のハイブリッドセンサー。
【請求項２３】
　該撓み性アームが、１０ミクロンから５０ミクロンの範囲の厚さ、２５ミクロンから７
５ミクロンの範囲の幅及び１００ミクロンから２００ミクロンの範囲の長さを含む、請求
項６に記載のハイブリッドセンサー。
【請求項２４】
　該検出器が、該撓み性アームの該撓みの程度を測定することが可能である、請求項６に
記載のハイブリッドセンサー。
【請求項２５】
　該検出器が、０．０１Ｈｚと６５Ｈｚの間の周波数において該感知材料のインピーダン
スを測定する、請求項１に記載のハイブリッドセンサー。
【請求項２６】
　該検出器が、１０Ｈｚと１７８Ｈｚの間の周波数において該感知材料のインピーダンス
を測定する、請求項１に記載のハイブリッドセンサー。
【請求項２７】
　該検出器が、約０．０１と０．１Ｖの間の電圧において該感知材料のインピーダンスを
測定する、請求項１に記載のハイブリッドセンサー。
【請求項２８】
　検体が揮発性有機物質である、請求項１に記載のハイブリッドセンサー。
【請求項２９】
　検体を同定するためのハイブリッドセンサーのアレイであって、
　表面上に形成された複数個の別個の感知材料、しかも各感知材料は少なくとも１種の検
体の存在下でインピーダンス及び体積の変化を受け、
　対応する複数個の検出器、しかも各々の個々の検出器は、該別個の感知材料の少なくと
も一つと電気的に及び物理的に接触しておりそして該少なくとも一つの別個の感知材料の
体積応答及びインピーダンス応答を測定するためのものであり、及び
　該体積応答と該インピーダンス応答を相関させて少なくとも該少なくとも１種の検体の
同定を決定するための分析器
を含むハイブリッドセンサーのアレイ。
【請求項３０】
　各感知材料が、その他の感知材料とは異なる、請求項２９に記載のハイブリッドセンサ
ーのアレイ。
【請求項３１】
　該分析器が、検体の各々の濃度を更に決定する、請求項２９に記載のハイブリッドセン
サーのアレイ。
【請求項３２】
　各感知材料が、異なる検体の存在に応答して体積変化を受ける、請求項２９に記載のハ
イブリッドセンサーのアレイ。
【請求項３３】
　該検出器の各々が、撓み性アームを含む微小片持ち梁センサーを含み、しかも該撓み性
アームは該感知材料と物理的に接触している、請求項２９に記載のハイブリッドセンサー
のアレイ。
【請求項３４】
　該微小片持ち梁センサーの各々が、該撓み性アームと接触しているピエゾ抵抗素子を含
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む、請求項３３に記載のハイブリッドセンサーのアレイ。
【請求項３５】
　各々の該ピエゾ抵抗素子が、該対応する感知材料における体積変化に因る該撓み性アー
ムの撓みの結果として抵抗変化を受け、しかも各検出器は、該ピエゾ抵抗素子の抵抗を測
定するための電気回路を更に含む、請求項３４に記載のハイブリッドセンサーのアレイ。
【請求項３６】
　各々の該撓み性アームが、該アームが撓む時に変化する少なくとも１つの測定可能な物
理的性質を含み、そして該検出器が、各撓み性アームの該少なくとも１つの測定可能な物
理的性質における変化を測定することが可能である、請求項３３に記載のハイブリッドセ
ンサーのアレイ。
【請求項３７】
　各々の該撓み性アームが、異なる検体に対して測定可能なほど異なって応答する、請求
項２９に記載のハイブリッドセンサーのアレイ。
【請求項３８】
　媒質内の検体を同定する方法であって、
　該検体の存在下で少なくとも体積応答及びインピーダンス応答を受ける感知材料を形成
し、
　該感知材料の体積応答及びインピーダンス応答を測定するための、該感知材料と電気的
に及び物理的に接触している少なくとも１個の検出器を準備し、
　該検体を含有する媒質を該感知材料に導入し、しかも該媒質は液体及び蒸気の一方であ
り、
　該少なくとも１個の検出器でもって該体積応答及び該インピーダンス応答を測定し、そ
して
　該体積応答及び該インピーダンス応答を分析して少なくとも該少なくとも１種の検体の
同定を決定する
ことを含む方法。
【請求項３９】
　該検出器が、該感知材料と物理的に接触している撓み性微小片持ち梁アームを含み、し
かも該撓み性微小片持ち梁アームは、該微小片持ち梁アームが撓む時に変化する少なくと
も１つの測定可能な物理的性質を有し、そして該体積応答の該測定が、該少なくとも１つ
の測定可能な物理的性質における変化を測定することを含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　該微小片持ち梁アームが、その中及びその上の一方においてピエゾ抵抗部材を含み、そ
して該測定が、該撓みの一つの結果としての該ピエゾ抵抗部材の抵抗変化を測定すること
を含む、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　該微小片持ち梁アームが、該ピエゾ抵抗部材に結合された２本の導電リード線を含み、
そして該測定が、該２本の導電リード線にわたっての抵抗を測定することを含む、請求項
３９に記載の方法。
【請求項４２】
　該測定が、該導入の工程の前及び後の各々にて、該感知材料の抵抗を測定して該感知材
料のインピーダンス変化を決定することを含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４３】
　該検出器が、該感知材料のインピーダンスを測定するための、該感知材料と信号連通し
ている信号分析器を含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４４】
　該分析が、該検体の濃度を決定することを含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４５】
　該撓み性アームの少なくとも一部が該感知材料に埋め込まれている、請求項６に記載の
ハイブリッドセンサー。
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【請求項４６】
　該撓み性アームの少なくとも一部が該感知材料に埋め込まれている、請求項３３に記載
のハイブリッドセンサーのアレイ。
【請求項４７】
　該撓み性微小片持ち梁アームの少なくとも一部が該感知材料に埋め込まれている、請求
項３９に記載の方法。
【請求項４８】
　該体積応答及びインピーダンス応答を同時に測定する、請求項３８に記載の方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４９】
　周波数分析器・インピーダンスセンサーが上記に記載されているけれども、センサー材
料における導電率変化を測定することが可能ないかなる信号分析器も、本発明のハイブリ
ッドセンサーと共に利用され得る。
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